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69 Vakuumschalter.

@ Das vakuumdichte Gehiuse (1) des Vakuumschalters =

weist Vakuumkontakte (16, 17) auf, die an strom-
fiithrenden Kontaktstiben (2, 3) montiert sind und sich
gegeneinander bewegen kdnnen, sowie eine Getteranord-
nung (6, 7, 8). Diese enthilt ein Gettermaterial (7), das
gegebenenfalls vorhandene Gase absorbieren kann, nach-
dem es durch Zufilhrung von mittels induzierten Stromes
erzeugter Wirme verdampft worden ist. Zwischen der
Getteranordnung (6, 7, 8) und den isolierten Winden des 1
Vakuumschalters ist ein Metallschirm (5) angebracht, der
als Ablagerungsoberfliche fiir das Gettermaterial (7) dient N7
und mit Schiitzen (%) versehen ist, die das Auftreten von ,,
Wirbelstrdmen im Schirm (5) verhindern. Ein Getterele- .
ment (6) emittiert das Gettermaterial (7) durch Verdamp- ‘
fen an nur einer einzigen Stelle, deren Lage und die Lage “ ﬁ'_ 7
der Schlitze (9) im Schirm (5) beziiglich einander so ge- 8
wiihlt ist, dass der sowohl die Getteranordnung (6, 7, 8)
als auch den Schirm (5) tragende Kontaktstab (3) das Get- ==
termaterial (7) nicht iiber den Schirm hinausdringen ldsst. L
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PATENTANSPRUCHE

1. Vakuumschalter mit einem vakuumdichten Gehiuse,
welches auf stromfiihrenden Kontaktstiben montierte und
gegeneinander bewegbare Vakuumkontakte sowie eine Get-
teranordnung umgibt, die ein Getterelement aufweist, wel-
ches mit einem Gettermaterial versehen ist, von dem nach
Verdampfung mittels induktiv zugefiihrter Warme vorhan-
dene Gasreste absorbierbar sind, dadurch gekennzeichnet,
dass die Getteranordnung aus einem mit einer ausserhalb des
Gehiuses (1) anzuordnenden Spule (18) magnetisch koppel-
baren ringférmigen leitfihigen Getterelement (6) besteht, das
einen das zu verdampfende Gettermaterial (7) tragenden
Abschnitt (12) aufweist, dass zwischen der Getteranordnung
und den isolierenden Winden des Vakuumschalters ein
Metallschirm (5) vorgesehen ist, der als Oberflache fiir die
Ablagerung des verdampften Gettermaterials dient und mit
Spalten (9, 10) versehen ist, welche das Auftreten von Wirbel-
strtomen im Schirm (5) verhindern, dass das Getterelement
das Gettermaterial durch Verdampfen an nur einer einzigen
Stelle freigibt, und dass die Lage des Gettermaterials (7) auf
dem Getterelement (6) sowie die Lage der Spalte (9, 10) im
Schirm (5) so aufeinander abgestimmt sind, dass der sowohl
das Getterelement (6) als auch den Schirm (5) tragende Kon-
taktstab (3) ein Herausdringen des verdampften Gettermateri-
als aus dem Schirm (5) verhindert.

2. Vakuumschalter nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schirm (5) die Form eines Bechers mit
einer Offnung (11) im Boden hat, mittels welcher der Becher
koaxial auf dem Kontaktstab (3) montierbar ist, dass der
Schirm einen Ringspalt (9) hat, der fast vollstandig um den
Umfang der Becherwandung nahe dem Becherboden und
parallel zu diesen bis auf einen kurzen Verbindungsstreifen
verlduft, mit Hilfe dessen die beiden durch den Ringspalt (9)
voneinander getrennten Teile des Bechers miteinander ver-
bunden sind, und dass der Schirm einen Axialspalt (10) auf-
weist, welcher senkrecht zum Ringspalt (9) und im wesentli-
chen parallel zur Becherachse in der Becherwand verlduft
und sich von einem am Ringspalt (9), dem Verbindungsstrei-
fen diametral gegeniiberliegenden Punkt begiunend zu dem
vom Becherboden abgewandten offenen Ende des Schirms
(5) erstreckt.

3. Vakuumschalter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der das Gettermaterial (7) tragende
Abschnitt (12) aus einem Material mit vergrossertem elektri-
schem Widerstand besteht.

4. Vakuumschalter nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Abschnitt (12) mit vergrossertem Wider-
stand aus einem Draht (7) aus Widerstandsmaterial besteht.

5. Vakuumschalter nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Draht aus dem Gettermaterial besteht.

6. Vakuumschalter nach einem der vorliegenden Ansprii-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Gettermaterial (7)
innerhalb des Schirms (5) derart auf dem auch den Schirm
tragenden Kontaktstab (3) montiert ist, dass der das Getter-
material tragende Abschnitt (12) des Ringkdrpers diametral
gegeniiber dem Axialspalt (10) angeordnet ist.

7. Vakuumschalter nach Anspruch 1 oder 3, gekennzeich-
net durch eine Ringplatte (13), in deren Mitte eine Offnung
(15) zur Befestigung an dem Kontaktstab (3) ausgebildet ist
und an deren einer Umfangshilfte sich drei radial wegra-
gende Zungen (14) befinden, die jeweils um 90° entlang der
Umfangshilfte gegeneinander versetzt sind und von den das
Getterelement nach Umbiegen der Zungen gehalten ist.

Die Erfindung bezieht sich auf einen Vakuumschalter, wie
er im Oberbegriff des Anspruchs 1 vorausgesetzt ist.
Aus der DE-AS 23 50 489 ist ein solcher Vakuumschalter
bekannt. In seinem Gehéuse, das axial von zwei stromfiihren-
5 den Kontaktstiben durchsetzt wird, deren einer fest und
deren anderer mit Hilfe eines Balgens abgedichtet beweglich
ist und die an ihrem inneren Ende Kontaktstiicke tragen, ist
der fest angeordnete Kontaktstab hinter dem Kontaktstiick
von einer Getteranordnung umgeben, die aus einer relativ
grossen Anzahl kleiner Metallplatten, auf welche das Getter-
material aufgebracht ist, besteht, welche radial strahlenformig
auf einem den Kontaktstab umgebenden Weicheisenring mit
gleichmissigen Abstdnden lings dessen Umfang montiert
sind. Bei geschlossenem Schalter wird der stromfithrende
Kontaktstab als Primirwicklung eines Transformator, dessen
Magnetkreis durch den Weicheisenring gebildet wird, wih-
rend die kleinen Metallplatten kurzgeschlossene Sekundér-
wicklungen darstellen, in denen den Weicheisenring umkrei-
sende Kurzschlussstrome induziert werden, welche die Plat-
ten und damit das Gettermaterial erhitzen. Die Konstruktion
der Getteranordnung ist jedoch relativ kompliziert und somit
teuer; ausserdem hat sie den Nachteil, dass die Absorptions-
wirkung des Gettermaterials von dem durch den Vakuum-
schalter fliessenden Strom abhéingt.
Es ist weiterhin aus der Schweizer Patentschrift Nr.
493 924 ein dhnlich aufgebauter Vakuumschalter bekannt, bei
dem allerdings die Getteranordnung aus zwei hinter den
Riickseiten der Kontaktstiicke um die Kontaktstelle herum
angeordneten Scheiben aus Gettermaterial bestehen, welche
durch die beim Ein- oder Ausschalten auftretenden Entla-
dungserscheinungen nach und nach verspritht wird und dabei
auf einem zwischen den Kontaktstiicken und dem Schalterge-
hiuse angeordneten Schirm jeweils eine frische Ablagerung
bildet.
Die Aufgabe der Erfindung besteht in der Angabe einer
Getteranordnung, bei welcher das Gettermaterial nach der
Montage des Vakuumschalters anfinglich durch induktive
Erhitzung von aussen — unabhingig von einem den Schalter
durchfliessenden Strom - zur Bindung vorhandener Gasreste
a0 verdampft wird, ohne dabei jedoch im Schalter umherzuvaga-
bundieren, sondern vielmehr soll der Getterdampf in einem
vorbestimmten Bereich konzentriert bleiben und sich auch
dort niederschlagen, wo er die Betriebseigenschaft des Schal-
ters spiter nicht beeintrachtigt.
Diese Aufgabe wird durch die im kennzeichnenden Teil
des Anspruchs 1 angegebenen Merkmale gelost. Spezielle
Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung sind in
den Unteranspriichen gekennzeichnet.
Der zwischen dem Getterelement und den isolierten Win-
s0 den des Vakuumschalters angeordnete Metallschirm dient als
Oberflache, auf welcher das Getter sich ablagert. Dieser
Schirm ist mit Schlitzen versehen, welche das Auftreten von
Wirbelstromen in ihm verhindern. Das Gettermaterial ver-
dampft nur an einer einzigen Stelle, deren Lage ebenso wie

55 die Lage der Schlitze des Schirms so gewihlt ist, dass der das
Getterelement und den Schirm tragende Kontaktstab kein
Gettermaterial aus dem Schirm hinausdringen l4sst. Der den
ringférmigen Leiter des Getterelementes durchfliessende Wir-
belstrom lisst sich leicht mit Hilfe einer Spule induzieren, die

60 ausserhalb des Schalters angeordnet werden kann und ein -
vorzugsweise hochfrequentes — Wechselfeld erzeugt. Ein
zusitzlicher Vorteil hierbei liegt darin, dass der Kontaktstab
nicht lediglich als Tréger fiir den Kontakt dient, sondern auch
als Abschirmung gegen ein Entweichen des Gettermaterials

65 aus dem Schirm heraus. Bei dem eingangs erwéhnten bekann-
ten Schalter treten zwar beim Stromabschalten Ausgleichs-
schwingungen auf, deren Frequenz hoher als die normale
Netzfrequenz von 50 Hz ist, jedoch lassen sich diese nicht von
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aussen beeinflussen. Mit Hilfe einer ausserhalb des Schalters
angeordneten Spule kann jedoch im Getterelement jeder
gewiinschte Strom induziert werden.

Eine spezielle Ausgestaltung des Schirmes besteht darin,
dass er vorzugsweise die Form eines Bechers mit einer Off-
nung im Boden hat, mittels deren er auf dem Kontaktstab
konzentrisch zu dessen Mittelachse montiert werden kann,
und der Becher ist mit einem ersten Spalt oder Schlitz verse-
hen, der fast vollig entlang der Wandoberflidche des Bechers
dicht am Becherboden und parallel dazu verlduft mit Aus-
nahme eines kurzen Verbindungsstreifens, welcher die beiden
durch den ersten Spalt voneinander getrennten Becherteile
zusammenhélt. Ausserdem hat der Becher einen zweiten Spalt
oder Schlitz, welcher senkrecht zum ersten und im wesentli-
chen parallel zur Bechermittellinie in der Becherwand ver-
lduft und sich von einem dem Verbindungsstreifen diametral
gegeniiber liegenden Punkt beginnend zu dem vom Becherbo-
den abgewandten offenen Ende des Schirms erstreckt. Dank
der beiden Spalte bildet der Schirm fast kein Hindernis fiir
die induktive Kopplung zwischen der ausserhalb des Vaku-
umschalters angeordneten Spule und dem Getterelement, so
dass im Schirm kaum Wirbelstrome auftreten kénnen.

Dank der beiden Spalte bildet der Schirm fast kein Hin-
dernis fiir die induktive Kopplung zwischen der ausserhalb
des Vakuumspalts angeordneten Spule und dem Getterele-
ment, so dass im Schirm fast keine Wirbelstrome auftreten
konnen.

Ein zur Verwendung bei einem gemiss der Erfindung aus-
gebildeten Vakuumschalters geeignetes Getterelement besteht
vorzugsweise aus einem Ringkorper, der einen elektrisch
geschlossenen Kreis bildet und iiber den grésseren Teil seines
Umfangs aus einem guten elektrischen Leiter, fiir den restli-
chen Teil dagegen aus einem weniger guten elektrischen Lei-
ter besteht, auf welchem das Gettermaterial sich befindet. Der
weniger gute elektrisch leitende Teil besteht vorzugsweise aus
einem Widerstand.

Der Schirm, auf welchem das vom Getterelement abzu-
dampfende Gettermaterial abgelagert ist, hat jedoch noch
einen anderen Vorteil gegeniiber dem bekannten Getterver-
fahren, welches in der erwihnten niederlindischen Schrift
beschrieben ist. Das dort verwendete Getterelement nimmt
hauptsichlich Gase durch Absorption im Gettermaterial auf,
das sich auf kleinen Platten befindet. Benutzt man den
Schirm in Verbindung mit dem Getterelement gemiss der
Erfindung, dann findet wegen der Ablagerung des verdampf-
ten Gettermaterials auf dem Schirm auch eine Gasabsorption
statt.

Bei dem erfindungsgeméssen Vakuumschalter kénnen mit
Vorteil Gettermaterialien mit einer Zweistufenaktivitit ver-
wendet werden. In der ersten Stufe, in welcher das Getterma-
terial verdampft, werden insbesondere die grossen Molekiile
gebunden. Diese werden dabei nicht nur absorbiert, sondern
auch in die abgelagerte Schicht des Gettermaterials eingela-
gert, und dann kénnen diese grossen Molekiile nicht mehr
frei im evakuierten Raum diffundieren. Im zweiten Stadium,
wo das Gettermaterial sich als diinner Film auf der Oberfld-
che des Schirms abgelagert hat, kénnen die kleinen Molekiile
noch in den evakuierten Raum diffundieren und werden
durch den abgelagerten Film absorbiert und diffundieren in
das Gettermaterial.

Das induktive Heizen zum Verdampfen des Gettermateri-
als mit Hilfe einer Induktionsspule ist an sich aus der US-PS
859 021 bekannt; hierbei handelt es sich aber nicht um die
Absorption aus zufillig in einem Vakuumschalter vorhande-
nen Gasen, sondern um den letzten Schritt bei der Evakuie-
rung beispielsweise einer Rontgenréhre zur Entfernung der
letzten Gasreste, die nicht mehr mit einer Vakuumpumpe ent-
fernbar sind. Gemiss dieser US-Patentschrift ist das Getter-
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material elektrisch leitend und besteht aus einem Ring, in
dem ein elektrischer Strom und damit Warme durch Induk-
tion mit Hilfe einer dusseren Spule erzeugt wird. Um diesen
Ring aus Gettermaterial ist ein Schirm angeordnet, welcher
die Strahlungshitze des Ringes gegen den umgebenden Glas-
kolben dieses Pumpelementes abschirmen soll. Ohne diesen
Ring wiirde das Glas des Kolbens erweichen. In diesem Falle
besteht der Schirm aus einem Keramik- oder einem anderen
elektrischen Isoliermaterial. Die isolierenden Winde des
Vakuumschalters eignen sich jedoch nicht als Oberfliche zur
Ablagerung des Gettermaterials, weil das leitende Getterma-
terial die Wahrscheinlichkeit eines Durchbruchs erheblich
vergrossern wiirde. Bei Anwendung eines Schirms aus Isolier-
material, wie es in der erwihnten US-Patentschrift der Fall
ist, wiirden sich die Herstellungskosten eines solchen Vaku-
umschalters derart erh6hen, dass man aus diesem Grunde
und trotz der angegebenen Nachteile in der erwdhnten nie-
derlédndischen Schrift Nr. 149 629 die dort angegebene
Losung zundchst gewihlt hat. Wegen der starken Hitzeent-
wicklung, die nur an der Stelle der Getteranordnung auftritt,
und wegen der schlechten Wirmeleitung des keramischen
Materials treten so hohe mechanische Beanspruchungen auf,
dass der Schirm leicht brechen kann und fiir den hier vorgese-
henen Zweck ungeeignet ist. Ausserdem bringt die Befesti-
gung eines Keramikschirms innerhalb eines Vakuumschalters
erhebliche Probleme mit sich.

Die Erfindung wird nun beispielsweise mit Bezug auf eine
in den beiliegenden Zeichnungen veranschaulichte Ausfiih-
rungsform erldutert. Es zeigen:

Figur 1 einen Querschnitt durch einen Vakuumschalter
mit der erfindungsgeméssen Getteranordnung;

Figur 2 eine Seitenansicht eines Schirms gemiss der Erfin-
dung;

Figur 3 eine Draufsicht auf einen Schirm entsprechend
Figur 2; :

Figur 4 eine Draufsicht auf ein Getterelement gemsss der
Erfindung;

Figur 5 eine Seitenansicht des Getterelementes;

Figur 6 eine Ausfithrungsform einer Befestigungseinrich-
tung zum Befestigen der Getteranordnung gemiss den Figu-
ren 4 und 5; und

Figur 7 eine Seitenansicht der Befestigungseinrichtung
gemdss Figur 6 mit montiertem Getterelement.

In Figur 1 ist in dem vakuumdichten Gehiuse 1 ein
beweglicher Kontakt 16 an einem Kontaktstab 2 und ein
fester Kontakt 17 an einem Kontaktstab 3 befestigt. Ausser
der Getteranordnung kann die Ausbildung dieses Vakuum-
schalters im wesentlichen einer solchen entsprechen, wie sie
in der bereits genannten holléndischen Patentschrift 149 629
beschrieben ist. An dem festen Kontaktstab 3 ist sowohl ein
Getterelement 6 als auch ein dieses umgebender Schirm 5
vorgesehen.

Der in den Figuren 2 und 3 getrennt dargestellte Schirm
hat vorzugsweise die Form eines Bechers und besitzt eine Off-
nung 11 in seinem Boden, mit Hilfe deren er am Kontaktstab
3 in geeigneter Weise, beispielsweise durch Anloten, befestigt
ist. Der Schirm § ist weiterhin mit einem ringférmigen Spalt 9
und einem senkrecht zu diesem ersten Spalt 9 verlaufenden
zweiter oder Axialspalt 10 ausgebildet. Der Ringspalt 9 ver-
lduft entlang fast des ganzen Becherumfangs ausser einem
kurzen Verbindungsstreifen, und lduft parallel zum Boden in
einem kleinen Abstand von diesem. Der Spalt 10 lduft im
wesentlichen parallel zur Bechermittellinie und bildet eine
Unterbrechung der Becherwand, welche vom Spalt 9 zum
offenen Ende des Bechers 5 reicht.

Ausser in einem kleinen Abschnitt, der zwischen dem
Spalt 9 und der der Befestigung des Bechers am Kontaktstab
3 dienenden Offnung 11 des Schirmes liegt, besteht keine
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Maoglichkeit fiir ein Auftreten von Wirbelstrémen im grosse-
ren Teil des Schirms 5. .

Die Figuren 4 und 5 zeigen eine bevorzugte Ausfithrungs-
form des Getterelementes 6. Es ist kreisformig und besteht im
grosseren Teil seines Umfangs aus einem fast geschlossenen
Ring 8 aus elektrisch gut leitendem Material. Im hier
beschriebenen Fall besteht der Ring aus einem flachen Strei-
fen. Die offenen Enden des nicht vollig geschlossenen Rings
8 stehen iiber einen Teil 12 miteinander in Verbindung, der
im vorliegenden Falle aus einem Draht aus Widerstandsmate-
rial besteht. Dieser Draht kann in Offnungen in den Endquer-
schnitten des Streifens 8 eingepresst werden, jedoch kann er
mit seinen Enden auch an den Ring 8 angelotet werden.

Auf den Teil 12 ist eine Schicht aus Gettermaterial 7 auf-
gebracht. Nach der Erzeugung von Wirbelstromen im Ring
mit Hilfe einer Hochfrequenzspule 18, die ausserhalb des
Gehiuses 1 des Vakuumschalters angeordnet ist, werden
diese Wirbelstrome in Wirme im Teil 12 umgewandelt, durch
welche das Gettermaterial 7 schliesslich verdampft wird. Bei
einem solchen Getterelement ist es moglich, das Gettermate-
rial nur an der vorbestimmten Stelle zu verdampfen.

Das Gettermaterial 6 wird nun im Vakuumschalter derart
beziiglich des Schirms angebracht, dass es sich in demjenigen
Teil des Schirms 5 befindet, welcher mit dem zweiten Schlitz
versehen ist und in welchem demzufolge keine Wirbelstrome
auftreten konnen. Obgleich der Schirm also aus einem Metall
besteht, wird die induktive Kopplung zwischen dem kreisfor-
migen Getterelement 6 und der 4usseren Spule 18 nicht
behindert.

Weiterhin ist das Getterelement innerhalb des Schirms so
angeordnet, dass der Teil 12 mit dem darauf befindlichen
Gettermaterial 7 beziiglich des Kontaktstabes 3 diametral
gegeniiber dem zweiten Schlitz oder Spalt 10 im Schirm sich

befindet. Der Kontaktstab 3 verhindert daher, dass das ver-

dampfte Gettermaterial durch den Schlitz 9 hindurchdringt.

Das Gettermaterial 7 lagert sich daher hauptséchlich in der

Nihe dieses Materials auf dem Schirm 5 ab, also in Figur 1
5 auf dem rechten inneren Teil des Schirms.

Bemisst man die Linge und die Art des Widerstandsmate-
rials fiir das Teil 12 im Hinblick auf die Hochfrequenzspule
18, dann lésst sich sehr genau jede gewiinschte Temperatur
erreichen. .

Wenn das Gettermaterial elektrisch leitend ist und einen
geniigend hohen Widerstand fiir die Erzeugung der
gewiinschten Hitze hat, dann kann der Teil 12 aus einem
Draht oder Streifen des Gettermaterials hergestellt werden.

Anhand der Figuren 6 und 7 sei ein Beispiel fiir ein Ver-
15 fahren zur Befestigung des Getterelementes 6 am Kontaktstab

3 erldutert. Zu diesem Zweck wird eine Befestigungseinrich-
tung benutzt, die aus einer kreisférmigen Platte 13 besteht,
deren Mitte mit einer Offnung 15 versehen ist. Mit Hilfe die-
ser Offnung kann die Platte am Kontaktstab 3 befestigt wer-
20 den, wihrend am Umfang drei Zungen 14 radial wegragen,
die jeweils um 90° gegeneinander versetzt sind und zur Befe-
stigung des Getterelementes 6 durch Umbiegen dienen.
Aus Figur 1 ist ersichtlich, dass der Kontaktstab 3 einen
Teil kleineren Durqhmessers haben kann, tiber den die Ring-
25 platte 13 mit einer Offnung 15 gegen eine Schulter 19
gedriickt werden kann, die den Ubergang zum dickeren Teil
des Kontaktstabes 3 bildet. Die Ringplatte 13 kann iiber einen
weiteren Teil des Kontaktstabes nach oben geschoben wer-
den, der wiederum einen etwas kleineren Durchmesser hat, so
30 dass er gegen eine zweite Schulter anliegt. Die Platte 13 und
damit das Getterelement kdnnen beispielsweise durch Anlo-
ten am Kontaktstab 3 befestigt werden.

10

2 Blatt Zeichnungen
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